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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование компетенций в области проектирования топологии 

аналоговых интегральных схем с наноразмерными элементами и навыков использования 

программного обеспечения для проектирования топологии АИС в среде САПР Cadence. 

В задачи изучаемой дисциплины входит: 

- овладение основными методами проектирования топологии АИС с наноразмерными элементами; 

- изучение основных способов взаимного расположения на кристалле аналогово-цифровых блоков 

и их экранирования,  

- изучение передового отечественного и зарубежного научного опыта в профессиональной сфере 

деятельности, методов расчета, проектирования, конструирования и модернизации  

наноразмерной элементной базы техпроцесса. 

- формирование навыков в проектировании максимально эффективной топологии КМОП 

аналоговых ИС с наноразмерными элементами, использовании современных САПР 

полуавтоматического и автоматического синтеза топологии, освоение методов разработки 

топологии кристалла с оптимальным расположением аналогово-цифровых блоков, проведения 

всех этапов верификации топологии с наноразмерными элементами. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОП  

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений Блока 1 

«Дисциплины (модули)» образовательной программы, является элективной. Входные требования 

к дисциплине: знание основ технологии интегральных схем, аналоговой схемотехники, 

технического английского языка. 

 

3.  Краткое содержание дисциплины 

Особенности маршрута проектирования аналоговых интегральных схем по субмикронным 

техпроцессам. Основные инструменты проектирования, используемые на каждом этапе маршрута 

проектирования. Элементная база субмикронных техпроцессов. Технологические и 

топологические ограничения. Верификация топологии с наноразмерными элементами. 

Особенности экстракции паразитных элементов из топологии. Современный инструментарий 

тополога. Рассмотрение средств проектирования топологии полностью заказных АИС. 

Рассмотрение средств полуавтоматического синтеза топологии АИС. Финализация топологии 

проекта. Добавление технологических топологических структур, формирования фрейма. 

Генерация скрайберных дорожек вокруг кристаллов. Подготовка топологии к передаче на фабрику 

изготовления фотошаблонов. Оптическая и фазовая коррекции. 
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